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Zakres akredytacji Nr AP 045

Nazwa wielkosci fizycznej : Niepewnos$¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania ce L pomiaru CMC Lab. metody
3. Wielko$ci chemiczne
3.01 pH-metria
e pehametry S
ph 0+14 0,003 IIFI2
(1999 + 1999) mV 0,2 mV metoda elektryczna
3.02 konduktometria
o konduktometry (1+9,99) uS/cm 0,16 % S IIFI3
(0,01 = 500) mS/cm 0,11 % metoda elektryczna
6. Wielko$ci geometryczne
6.01 diugosé
o plytki wzorcowe klas 0, 1, 2 (0,5 + 100) mm [0,066% + 0,857 -1 um S 1D/
gdzie lwm
e przyrzady suwmiarkowe: S
- suwmiarki (0 + 150) mm 8 ym IID/3
- wysokosciomierze (0 + 300) mm 11 pm
suwmiarkowe (0+ 600) mm 18 uym
(0 + 1000) mm 29 ym
- glebokos$ciomierze (0 + 150) mm 8 pm
suwmiarkowe (0 + 300) mm 11 pm
(0 + 600) mm 18 pm
o mikrometry zewnetrzne (0 + 25) mm 1,0 ym -] I/DI2
(25 + 50) mm 1,5 ym
(50 + 75) mm 2,2 ym
(75 + 100) mm 2,9 ym
(100 + 125) mm - 3,5pum
(125 + 150) mm 4,2 ym
(150 =+ 175) mm 4,9 ym
(175 + 200) mm 5,5 ym
(200 + 225) mm 6,2 ym
(225 + 250) mm 6,8 pm
(250 + 275) mm 7,5 ym
(275 + 300) mm 8,2 ym
o mikrometry wewnetrzne (5+ 30) mm 1,2 pm S 1IDI2
Czujniki wzorcowane przy uzyciu
gtowicy mikrometryczne;j:
e czujniki cyfrowe o rozdzielczosci (0+13) mm 2,8 ym S,P 1IDI4
0,01 mm (0+27) mm 2,8 pym
(0 + 50,8) mm 3,1 ym
e czujniki analogowe o wartosci (0+3)mm 3,5 um S,P 1/D/4
dziatki elementarnej 0,01 mm (0= 10) mm 3,5 ym
(0 + 50) mm 4,0 ym
o Srednicowki czujnikowe (0+ 18) mm 3,3 um S 1IDIS
z czujnikiem analogowym (18 + 160) mm 4,8 ym
o wartosci dziatki elementarnej
0,01 mm
e $rednicéwki czujnikowe (0+18) mm 1,3 um 1IDIS
z czujnikiem analogowym (18 + 160) mm 3,4 ym
o wartosci dziatki elementarnej
0,001 mm
e S$rednicéwki czujnikowe (0+18) mm 9,2 ym S 1/D/5
z czujnikiem cyfrowym (18 + 160) mm 9,7 ym
o rozdzielczosci 0,01 mm
o $rednicéwki czujnikowe (0+ 18) mm 2,5 ym S 1/D/5
z czujnikiem cyfrowym (18 + 160) mm 4,2 ym
o rozdzielczos$ci 0,001 mm
e szczelinomierze (0,01 + 2) mm 2um S 1/DI6
o przymiary wstegowe (0 + 5000) mm V009% +0015% 12 mm S 1ID/10
gdzie lwm
(5000 + 10000) mm ¥0,162 +0,0152 .12mm
gdzie lwm
o  przymiary poisztywne (0 5000) mm V0,162 +0,015% - Zmm s IID/24
gdzie lwm
e przymiary sztywne (0 + 1500) mm 00,0792 + 0,0062 -|2 mm S I/ID/26
gdzie Iwm
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Nazwa wielkosci fizycznej . Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania Zakiss pomiarowy, pomiaru CMC Lab. metody
Czujniki wzorcowane przy uzyciu
przyrzadu do wzorcowania
czujnikow:
¢ czujniki analogowe o wartosci (0 + 5) mm 0,7 ym S 1/D/I11
dziatki elementarnej 1 pm
¢ czujniki analogowe o wartosci (0+10) mm 2pm S 1/D/11
dziatki elementarnej 0,01 mm (0 +100) mm 3um
e czujniki analogowe z uchylnym (0+2) mm 1,3 ym S 1ID/I15
trzpieniem o wartos$ci dziatki
elementarnej 0,01 mm
e czujniki analogowe z uchylnym (0+2)mm 0,7 pm S IIDI15
trzpieniem o wartos$ci dziatki
elementarnej 0,002 mm
e czujniki analogowe z uchylnym (0 + 2) mm 0,7 ym S 1ID/I15
trzpieniem o wartos$ci dziatki
elementarnej 1 pm
o czujniki cyfrowe o rozdzielczosci (0 +100) mm 8,5 um S 1/DI11
0,01 mm
e czujniki cyfrowe o rozdzielczos$ci (0 + 50) mm 1,4 pm S 1/D/I11
1um (0+100) mm 2,1 ym
o gtebokosciomierze czujnikowe (0+10) mm 0,6 pm S IID/I16
o wartosci dziatki elementarnej (0 + 20) mm 0,7 pm
0,001 mm (0 + 50) mm 1,0 pm
o glebokosciomierze czujnikowe (0 +20) mm 1,6 pm S 1/D/I16
o wartosci dziatki elementarnej (0 + 50) mm 1,8 ym
0,01 mm
o glebokosciomierze czujnikowe (0 + 20) mm 1,0 ym S 1/D/16
o rozdzielczo$ci 0,001 mm (0 =+ 50) mm 1,2 ym
o glebokosciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 7,2 ym S 1/D/16
o rozdzielczosci 0,01 mm
e grubosciomierze czujnikowe (0 +5) mm 0,6 pm S 1/D/14
z czujnikiem o wartosci dziatki
elementarnej 0,001 mm
o grubosciomierze czujnikowe (0 + 20) mm 1,3 um S 1ID/I14
z czujnikiem o warto$ci dziatki (0+ 50) mm 1,5 pum
elementarnej 0,01 mm
o grubos$ciomierze czujnikowe (0 + 5) mm 1 pum S 1IDI14
z czujnikiem o rozdzielczosci (0 + 50) mm 1,3 um
0,001 mm
e grubos$ciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 6 um S 1/ID/I14
z czujnikiem o rozdzielczosci
0,01 mm
o pierécienie wzorcowe (1+14) mm 0,8 um S 1/D/12
(14,1 = 280) mm 1,6 pm
e Srednicowki mikrometryczne (4= 10) mm 2,3 um S 1/DI13
tréjpunktowe (10,1 + 20) mm 2,5um
(20,1 = 40) mm 3,7 pm
(40,1 = 70) mm 2,7 pm
(70,1 + 100) mm 4,1 pm
e $rednicowki czujnikowe (6+10) mm 2,3 um S 1/ID/I13
tréjpunktowe (10,1 + 20) mm 2,5um
(20,1 = 40) mm 3,7 um
(40,1 + 70) mm 2,7 pm
(70,1 + 100) mm 41 pm
o $rednicowki mikrometryczne (0 + 75) mm 1,0 pm S 1IDI35
dwupunktowe (75 = 250) mm 2,0 um
(250 + 400) mm 3,0 um
(400 + 500) mm 3,2 pm
e macki do pomiaréw zewnetrznych (0 + 100) mm 2pum S 1IDI17
e macki do pomiaréw wewnetrznych (2 +100) mm 2pym S 1IDI17
(101 + 180) mm 3 pm
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Nazwa wielkosci fizycznej : Niepewnos¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania Zakies PO oY pomiaru CMC Lab. metody
o glebokosciomierze (0 + 25) mm 1,3 pm S 1/D/18

mikrometryczne (25 + 50) mm 1,5 pm
(50 + 75) mm 1,8 ym
(75 + 100) mm 2,1 pm
(100 + 125) mm 2,5 pm
(125 + 150) mm 2,8 ym
(150 + 175) mm 3,2 ym
(175 + 200) mm 3,5 um
(200 + 225) mm 4,0 ym
(225 + 250) mm 4,2 ym
(250 + 275) mm 4,7 ym
(275 + 300) mm 5,0 ym
e sprawdziany ttoczkowe (0 + 40) mm 0,8 pm S 1/DI20
(40 + 60) mm 0,9 pm
(60 + 80) mm 1,1 pm
(80 + 100) mm 1,2 ym
o ptaskoréwnolegte plytki do 80 mm 1,5 pm S 1/D/19
interferencyjne
- odchylka od dtugosci nominalnej
o dalmierze laserowe (0+5)m 0,9 mm S 1/DI22
(0+30)m 1,0 mm
e mierniki do pomiaru grubosci (0 + 24) pm 1,6 ym S 1/D/23
powiok (0 + 500) pm 1,9 ym
(0 + 1600) um 2,5 ym
e grubosciomierze ultradZwigkowe (0,5 + 75) mm 2,5 ym S 1/D/23
(0,5 + 100) mm 3,0 pm
o folie wzorcowe (0+4) mm m/”" S 1/DI25
gdzie L - grubos¢ folii
wyrazona w mm
e wzorce schodkowe do (0,5 + 100) mm 3 pm S 1/DI32
grubosciomierzy ultradzwigekowych
Przyrzady suwmiarkowe specjalne:
e spoinomierze suwmiarkowe S 1/DI28
- spoiny na ptaszczyznie (0= 10) mm 0,01 mm
— spoiny w narozach (0= 10) mm 0,02 mm
e spoinomierze S 1/D/28
— wysoko$¢ spoin czotowych (0+15) mm 0,06 mm
— wysoko$¢ spoin pachwinowych (0 +20) mm 0,06 mm
- grubo$é spoin pachwinowych (0 +15) mm 0,12 mm
— szeroko$¢ spoin czotowych (0= 60) mm 0,06 mm
— glebokosé podciecia (0+10) mm 0,028 mm
- szerokos¢ szczeliny (0+10) mm 0,12 mm
e transametry (0 + 150) mm S 1/D/29
zakres czujnika: = 140 pm 0,4 ym
e wateczki pomiarowe S /D21
- do gwintéw (0,170 + 6,350) mm 0,3 pm
- do kot zgbatych (1,7 + 17,0) mm 0,3 ym
— do otworéw: (0,05 + 30) mm 0,3 pm
o mikrometry laserowe (0 + 25) mm 0,35 pm S,P 1/D/31
6.02 kat
e katowniki 90° dwuramienne diugo$¢ ramienia:
(40 + 500) mm 3um S 1/DI8
e katomierze uniwersalne cyfrowe (0 + 360) ° 1,2°¢ S 1/D/I9
o katomierze uniwersaine (4 x 90) ° 3 S 1/D/9
analogowe
Przyrzady suwmiarkowe specjaine
e spoinomierze suwmiarkowe S 1/D/28
- kat spoinomierza (0 = 160)° 3,3
e spoinomierze S 1/D/28
— kat ukosowania (0 + 160)° 0,58°
e poziomnice liniatowe S IIDI27
— bigd wartosci dziatki elementarnej (0 + 1) mm/m 0,0033 mm/m
~ bigd ustawienia wskazania 0,14 dz.elem.
zerowego
e poziomnice cyfrowe *90° 0,05° S 1/D/33
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6.03 geometria powierzchni
o plaskie plytki interferencyjne @ do 80 mm 0,04 ym S 1IDI7
— odchytka ptaskosci
o plaskoréwnolegte plytki do 80 mm 0,06 pm S 1/DI19
interferencyjne 0,14 ym
— odchytka ptaskosci
- odchytka réwnolegtosci
e ptyty pomiarowe (250 x 250 + 630 x 400) mm 1,4 pm S,P 1/DI30
— odchylenie od ptaskosci (1000 x 630 + 2500 x 1600) mm 3,1 ym
7. Wielkos$ci elektryczne DC i m.cz.
7.01 napiecie, prad (DC)
e mierniki napiecia analogowe %(0,1 + 60,0) mV 0,007 mV S IIENM
e mierniki napigcia cyfrowe + (60 + 200) mV 0,012 %
¢ multimetry £(0,2+4,00V 0,007 %
+(4+20)V 0,005 %
+(20 + 1000) V 0,007 %
e mierniki pradu cyfrowe +(1+100) pA 0,07 pA S I/EM
¢ mierniki pradu analogowe £(100 + 300) pA 0,07 %
e multimetry % (0,3 + 200,0) mA 0,03 %
+(0,2+2,0)A 0,05 %
+(2+30)A 0,09 %
e mierniki cegowe +(4+18)A 0,20 A S IIEN
+(18 +160) A 1,1%
+ (160 = 1500) A 0,8 %
e mierniki parametrow sieci (1+ 30) mA 0,5mA S I/E/I2
energetycznych (30 =+ 320) mA 1,6 %
(prad ciagtosci obwodu)
o mierniki napigcia analogowe (0,1+20)V 0,01V P IEN
« mierniki napiecia cyfrowe
e multimetry
e mierniki pradu analogowe (0,2+20) mA 0,02 mA P WEN
e mierniki pradu cyfrowe
e multimetry
e kalibratory (0+60) mV 0,0018 mV S EI3
e zasilacze (0,06 + 100) V 0,003 %
o generatory (100 + 1000) V 0,005 %
e Zrédia wzorcowe
(0+1)mA 0,5 pA S IIEI3
(0,001 + 1) A 0,05 %
(1+3)A 0,15 %
7.02 napiecie i prad (AC)
« mierniki napiecia analogowe f=(30 = 44) Hz S 1IEN
« mierniki napigcia cyfrowe (1+17) mv 0,18 mV
e multimetry (17 + 34) mV 11 %
o mierniki parametréw sieci 34mV =20V 0,7 %
energetycznych (20 = 1000) V 0,3 %
f = (45 + 999) Hz
(1+50) mv 0,08 mV
(50 + 1000) mV 0,16 %
(1+1000) V 0,12%
f=(1,0 + 19,9) kHz
(1+10)mVv 0,09 mA
(10 + 60) mV 0,9 %
60mV+20V 0,3 %
(20 + 700) V 0,7%
f=(20 + 50) kHz
(1+9)mV 0,2 mV
Imv+2V 24%
(2+20)V 3,7%
o mierniki pradu cyfrowe f=(30+44) Hz S IEN
o mierniki pradu analogowe (10 + 110) pA 1,0 pA
o multimetry 110pA+20A 0,9 %
f=(45+99) Hz
(5 + 100) pA 0,5 yA
100 pA + 20 A 0,5%
f=(100 + 999) Hz
(5+ 100) pA 0,5 pA
100pA+2A 0,5%
(2+20) A 0,8 %
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Nazwa wielkosci fizycznej . Niepewnos$¢ Kat. Identyfikacja
i rodzaj obiektu wzorcowania Zakiesipomiarowy pomiaru CMC Lab. metody
e mierniki parametréw sieci (20 + 190) ms: S I/EI2
energetycznych (3+ 10 mA) 0,70 mA
(prad testeréw RCD) (10mA+3A) 7,0 %
(0,19 + 1,00) s:
(3+10mA) 0,18 mA
(10mA+3A) 1,8 %
¢ mierniki cegowe f=50Hz S IEN
(4+18)A 0,20A
(18 + 160) A 1,1%
(160 + 1000) A 0,8 %
o mierniki parametrow sieci (40 = 200) V 3,0% S I/E/2
energetycznych (200 + 500) V 1,4%
(napiecie testu rezystancji izolacji) (500 + 1000) V 1,2 %
e kalibratory f=45Hz + 20 kHz S IEI3
e zasilacze (0 + 100) mV 0,05 mV
o generatory (0,1+750) V 0,25 %
e zrédta wzorcowe
7.03 rezystancja (DC)
o mierniki rezystancji analogowe (0,1 + 30,0) Q 0,060 Q S 1/E/M
o mierniki rezystancji cyfrowe (30+75)Q 0,20 %
o multimetry (75 +250) Q 0,10%
(250 + 1000) Q 0,050 %
(1+5)kQ 0,036 %
5kQ+1MQ 0,032 %
(1+10)MQ 0,040 %
(10 = 100) MQ 1,3%
100 MQ + 2 GQ 28 %
(2+10)GQ 6,0 %
Punkty state:
0,00Q;0,10Q;1,00Q;10Q 0,010Q
100 Q 0,014 Q
1kQ; 10 kQ; 100 kQ 0,013 %
1MQ 0,00018 MQ
10 MQ 0,0055 MQ
100 MQ 0,5 MQ
1GQ 24 MQ
o mierniki parametrow sieci S IEI2
(rezystancja petli zwarcia) (1+6)Q 0,06 Q
(6+10)Q 1,0 %
(10 = 1000) Q 0,6 %
(rezystancja uziemienia) (0,3+6)Q 0,06 Q
6+10)Q 1,0%
(10 +1000) Q 0,6 %
(rezystancja ciagto$ci obwodu) (0,2+10,0)Q 0,06 Q
(10 +20) Q 0,60 %
100 Q, 1000 Q 0,35 %
(rezystancja izolacji) 10 kQ + 5 MQ 0,2 %
(5+ 100) MQ 1,3%
100 MQ + 2 GQ 2,8 %
(2+10) GQ 6,0 %
o kalibratory rezystanciji (0,0+0,1) Q 0,015Q S IIEI3
o rezystory state (0,1+10)Q 0,002 Q
o rezystory regulowane (10 + 100) Q 0,02 %
o wzorce rezystancji (0,1 +100,0) kQ 0,01 %
(0,1 +10,0) MQ 0,04 %
(10 + 100) MQ 0,1%
7.06 indukcyjnos$é, pojemnos$¢
e mierniki pojemnosci Punkty state (1 kHz): S VENM
e multimetry 10 nF, 20 nF, 50 nF, 100 nF, 1 pF 1,0 %
10 pF 1,1%
7.11 elektryczna symulacja wielkos$ci fizycznych
o wskazniki (mierniki) temperatury (-270 + 1760) °C 4 0,16 °C S UTI3
w tym regulatory temperatury 0,3°C P
o przetworniki temperatury (-270 + 850) °C 4 0,06 °C S
o symulatory temperatury 0,2°C R
10. Czas i czestotliwosé
10.01 czas (przedziat czasu)
e mierniki parametréw sieci (20 = 390) ms 1,2ms ‘ S l EN
(390 + 1000 ) ms 9,0 ms
10.02 czestotliwos¢
e mierniki czgstotliwo$ci analogowe (3+30)Hz 0,05 % S WEN
o mierniki czestotliwosci cyfrowe 30 Hz + 1 MHz 0,01 %
¢ multimetry
e mierniki parametréw sieci
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12. Sita i moment sity
12.01 sita
e maszyny wytrzymato$ciowe do 11S12
prob statycznych
- §ciskanie, rozciaganie (0,1+1100) N 0,051 % " S
01%" P
- §ciskanie (0,002 + 500) kN 0,12%2 S,P
(300 + 1600) kN 0,24 %2 S,P
- rozcigganie (0,002 + 600) kN 0,12%2 S,P
o sitlomierze 1/Sl4
- §ciskanie, rozcigganie (0,1 +1100) N 0,05%" S
01%" P
- §ciskanie (0,002 + 100) kN 0,12%2 S,P
- rozcigganie (0,002 + 100) kN 0,12%2 S, P
e ekstensometry (0 + 300) pm 0,4 pm S,P IISI5
(zamontowane w maszynach (300 + 20000) pm 1,3 um
wytrzymato$ciowych (20 + 1300) mm 0,42 %
do préb statycznych)
12.02 moment sity
e momentomierze (0,2+ 0,5) N-m 0,2 % S,P 11SI3
e przetworniki momentu sity (0,5+ 1000) N-m 0,1% S
(0,5 +1000) N-m 0,15 % P
o klucze dynamometryczne (0,2 + 2000) N-m 0,6 % S,P si
o wkretarki dynamometryczne
14. Wilgotno$¢
14.02 wilgotno$¢ wzgledna
e higrometry 70 %rh 1,8 %rh S 1w
o termohigrometry dla 10 °C 0,16 °C
(30 + 85) %rh 1,3 %rh
dla 22 °C 0,16 °C
57 %rh 1,3 %rh
dla 42 °C 0,16 °C
e komory klimatyczne (70 + 95) % rh 2,0%rh S,P 1/W/2
w zakresie temperatur
(10 = 20) °C
(35+97)%rh 2,0 %rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(20 + 80) % rh 2,0%rh
w temperaturze
40°C
95 % rh 3,5%rh
w temperaturze
40 °C
15. Masa
15.01 wagi
e wagi nieautomatyczne do1g 2,6-10°% S, P 1N
powyzej 1 g do 200 g 5-104 %
powyzej 200 g do 16 kg 1,6-10°%
powyzej 16 kg do 100 kg 10,5-10° %
powyzej 100 kg do 1500 kg 13-10° %
17. Ci$nienie i préznia
17.01 ci$nienie
ci$nienie absolutne (bezwzgledne) (500 + 1100) hPa 0,23 hPa S IIcn
- ci$nienie (czynnik gaz)
e ci$nieniomierze elektroniczne
o ci$nieniomierze sprezynowe
ci$nienie wzgledne (-2450 + 2450) Pa 0,1 % p S Icn
- ci$nienie (czynnik gaz) p - warto$¢ mierzona
e ci$nieniomierze elektroniczne w Pa
e ci$nieniomierze sprezynowe (-0,1 + 2) MPa 0,024 % p S
o przetworniki ci$nienia p - warto$¢ mierzona
w MPa
(-0,1 + 2) MPa 0,17 %'p P
p - warto$¢ mierzona
w MPa
ci$nienie wzgledne (2 +70) MPa 0,024 %'p S cn
- ci$nienie (czynnik ciecz) p - warto$¢ mierzona
e ci$nieniomierze elektroniczne w MPa
e ci$nieniomierze sprezynowe (2 + 70) MPa 0,25 %p P
o przetworniki ci$nienia p - warto$¢ mierzona
w MPa
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19. Temperatura
19.01 termometria elektryczna
o termometry elektryczne, (-40 + 100) °C* 0,4 °C S IITI2
w tym elektroniczne 0°C 0,05°C
(0+30)°C 0,3°C S
(30 + 250) °C 0,09 °C
(250 + 1100) °C 0,9°C S
0°C 0,05 °C P
(30 +200) °C 0,9°C P
(200 + 650) °C 1,1°C P
e komory termostatyczne (-40 = 0) °C 0,6°C?3 S,P IITI4
i klimatyczne (0 +200) °C 0,5°C?
o termostaty cieczowe (30 = 200) °C 1,7°C S I/TI8
e piece (30 + 1100) °C 1,3°C? S,P UTI7
e czujniki termoelektryczne 0°C 0,3°C S 1T
z metali szlachetnych (30 + 200) °C 0,4 °C S
i nieszlachetnych typu J, K, S (200 + 1100) °C 0,9°C S
e czujniki termometréw 0°C 0,05°C S IITI5
rezystancyjnych (30 + 250) °C 0,09 °C S
19.03 termometria radiacyjna
e pirometry 0,0 °C 1,4°C S IITI6
21°C 1,4°C
(35+ 100) °C 1,6 °C
(100 + 200) °C 2,2°C
(200 + 500) °C 3,5°C
(500 + 1100) °C 4,2°C
(35 + 100) °C 2,0°C P
(100 + 200) °C 2,7°C
(200 + 400) °C 4,9°C
(400 + 500) °C 6,2°C
(500 + 1100) °C 4,4°C

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto§¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielko$ci mierzone;.
W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach wielko$ci mierzone;j.

1)
2)
3)

4)

5)

Przy uzyciu obcigznikow wzorcowych.

Przy uzyciu sitomierzy wzorcowych klasy 0,5.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru CMC dotyczy pojedynczego punktu w przestrzeni pomiarowej obiektu
wzorcowanego.

Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentéw normatywnych lub innych,
jednoznacznie zidentyfikowanych w Swiadectwie wzorcowania.

Wzorcowanie w komorze klimatycznej.

Wydanie nr 17, 1 sierpnia 2018 r.  str. 8/9




PCA

Zakres akredytacji Nr AP 045

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 045

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 01.08.2018 r.
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